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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年10月1日(2019.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　なお、一例として、各描画ラインＳＬ１～ＳＬ６の実効的な長さ（描画長）を３０ｍｍ
とし、実効的なサイズφが３μｍのスポット光ＳＰの１／２ずつ、つまり、１．５（＝３
×１／２）μｍずつ、オーバーラップさせながらスポット光ＳＰを描画ラインＳＬｎ（Ｓ
Ｌ１～ＳＬ６）に沿って基板Ｐの被照射面上に照射する場合、パルス状のスポット光ＳＰ
は、１．５μｍの間隔で照射される。したがって、１回の走査で照射されるスポット光Ｓ
Ｐの数は、２００００（＝３０〔ｍｍ〕／１．５〔μｍ〕）となる。また、基板Ｐの副走
査方向の送り速度（搬送速度）Ｖｔを２．４２ｍｍ／ｓｅｃとし、副走査方向についても
スポット光ＳＰの走査が１．５μｍの間隔で行われるものとすると、描画ラインＳＬｎに
沿った１回の走査開始（描画開始）時点と次の走査開始時点との時間差（周期）Ｔｐｘは
、約６２０μｓｅｃ（＝１．５〔μｍ〕／２．４２〔ｍｍ／ｓｅｃ〕）となる。この時間
差Ｔｐｘは、８反射面ＲＰのポリゴンミラーＰＭが１面分（４５度＝３６０度／８）だけ
回転する時間である。この場合、ポリゴンミラーＰＭの１回転の時間が、約４．９６ｍｓ
ｅｃ（＝８×６２０〔μｓｅｃ〕）となるように設定される必要があるので、ポリゴンミ
ラーＰＭの回転速度Ｖｐは、毎秒約２０１．６１３回転（＝１／４．９６〔ｍｓｅｃ〕）
、すなわち、約１２０９６．８ｒｐｍに設定される。
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